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Poziom ksztatcenia | stopien
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Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres wszystkie

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Syste-

Jednostka prowadzgca przedmiot méw Laserowych

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Monika Madej prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot ksztatcenia ogéinego

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr Il
. Fizyka techniczna, Podstawy normalizaciji i in-
Wymagania wstepne .
nowacje
Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktow ECTS 2




Forma prowadzenia zaje¢

wyktad

¢éwiczenia

laborato-
rium

projekt

inne

Liczba godzin
w semestrze

studia
stacjonarne:

15

15

studia
niestacjonarne:

9

EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektéw kierunko-
wych

Wiedza

wo1

Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujacg mechanike, termody-
namike, optyke, elektrycznos¢ i magnetyzm, w tym wiedzg nie-
zbedng do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych z ob-
szaru informatyki przemystowe;j.

IP1_WO02

w02

Ma elementarng wiedze w zakresie materiatéw stosowanych
w budowie maszyn, zwtaszcza urzadzen przemystowych.

IP1_WO03

wo3

Zna i rozumie procesy konstruowania elementéw maszyn i
urzadzen, zna i rozumie zagadnienia z zakresu budowy, dziata-
nia i sposobu eksploatacji urzagdzen i systemdéw stosowanych w
procesach przemystowych.

IP1_WO05

wo04

Ma elementarng wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie
metody pomiaru podstawowych wielkosci mechanicznych i
elektrycznych, zna zasady przeprowadzania i opracowania wy-
nikdw pomiaréw fizycznych, rodzajéw niepewnosci pomiaro-
wych i sposobdw ich wyznaczania, zna metody obliczeniowe i
narzedzia informatyczne niezbedne do analizy wynikéw ekspe-
rymentu.

IP1_W10

WO05

Ma uporzgdkowang wiedze w zakresie budowy, sterowania i
zastosowania elementéw i uktadéw przemystowych.

IP1_W18

W06

Orientuje sie w obecnym stanie oraz najnowszych trendach
rozwojowych informatyki przemystowej, zna typowe technolo-
gie stosowane w rozwigzywaniu zadan inzynierskich z zakresu
informatyki oraz fundamentalne dylematy

wspotczesnej cywilizacji.

przemystowej

IP1_W20

w07

Ma uporzadkowang podstawowa wiedze w zakresie budowy i
zastosowania robotéw, w szczegdlnosci robotédw przemysto-
wych.

IP1_W22

Umiejetnosci

uo1

Potrafi opracowac¢ dokumentacje dotyczaca realizacji zadania
inzynierskiego z obszaru informatyki przemystowej i przygoto-
wad tekst zawierajgcy omodwienie wynikdw realizacji tego za-
dania.

IP1_U03

uo2

Potrafi wykorzysta¢ metody analityczne, numeryczne, symula-
cyjne do formutowania i rozwigzywania zadan inzynierskich z
obszaru informatyki przemystowej, potrafi planowac i przepro-
wadzac eksperymenty, odpowiednio zinterpretowac uzyskane
wyniki i wycigga¢ wnioski.

IP1_U07




Potrafi wykorzysta¢ poznany aparat matematyczny do opisu i
analizy podstawowych zagadnien fizycznych i technicznych,
uo3 potrafi wykorzystywa¢ metody matematyki dyskretnej do |IP1_U08
opisu i analizy obiektéw skoriczonych wystepujacych w zagad-
nieniach fizycznych i technicznych.

Potrafi odpowiednio stosowa¢ zasady BHP oraz rozumie zna-
czenie sytemu zarzgdzania BHP; potrafi znaleZz¢ swoje miejsce
uo4 w srodowisku przemystowym, spetniajac zasady bezpieczen- | |p1_U31
stwa i higieny pracy, potrafi zorganizowac sobie oraz zespotowi
prace w sposob efektywny i bezpieczny.

Kompetencje
spoteczne

Ma swiadomos$¢ znaczenia i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki dziatalnosci inzyniera informatyka przemystowego, w
aspekcie oddziatywania na srodowisko i odpowiedzialnosci za
podejmowane decyzje.

Ko1 IP1_K02

Ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng oraz goto-
K02 wos¢ podporzadkowania sig zasadom pracy w zespole i pono- | p1 ko4
szenia odpowiedzialnosci za wspdlnie realizowane zadania. -

Ma swiadomosc roli spotecznej absolwenta uczelni technicznej
i rozumie potrzebe przekazywania opinii publicznej w sposéb
zrozumiaty informacji dotyczacych osiggnie¢ techniki i innych
KO3 . . P . . . IP1_KO6

aspektéw dziatalnosci inzyniera zwigzanych z kierunkiem stu- -
didow informatyka przemystowa oraz inicjowania dziatan na

rzecz interesu publicznego.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec*

Tresci programowe

wyktad

Nanotechnologia w przemysle wczoraj i dzis. Rozwdj aparatury. Zastosowanie
i obszary badawcze nanotechnologii w przemysle. Procesy zachodzgce w przyrodzie w skali
»,nano”. Zagadnienia nanotechnologii: obserwacja struktur, budowa i dziatanie aparatury po-
miarowej, wtasciwosci nanomateriatéw, wytwarzanie nanostruktur, budowa i rodzaje urzadzen
w skali nano. Korzysci i zagrozenia wynikajgce
z zastosowania nanotechnologii w przemysle. Sposoby wytwarzania nanomateriatow. Metody
otrzymywania nanoproszkow i nanokompozytéw: ziarnistych, warstwowych, wtdknistych, zero
wymiarowych, jednowymiarowych i tréjwymiarowych. Podstawowe wtasciwosci nanomateria-
téw. Zapoznanie sie z budowa, zasadami dziatania urzadzen i procesami wytwarzania warstw
wierzchnich i powtok (implantacja jonowa, fizycznym osadzaniem z fazy gazowej PVD, chemicz-
nym osadzaniem z fazy gazowej CVD, osadzaniem warstw atomowych ALD). Wtasciwosci, otrzy-
mywanie i przyktady zastosowan w technice - nanostruktur weglowych. Rozwdéj nanotechnolo-
gii przemystowej w Polsce i na $wiecie.

laboratorium

Modelowanie nanostruktur. Dobdr technik wytwarzania w zaleznosci od funkcji eksploatacyj-
nej. Dobér parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg PVD. Fizyczne osa-
dzanie z fazy gazowej PVD. Dobdr parametréw wytwarzania warstw wierzchnich i powtok tech-
nikg CVD. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej CVD. Dobdr parametréw wytwarzania warstw
wierzchnich i powtok technikg PACVD. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej ze wspomaganiem
plazmg PACVD. Dobdr parametrow wytwarzania warstw wierzchnich i powtok technikg ALD.
Osadzanie warstw atomowych ALD. Obserwacja nanostruktur z wykorzystaniem aparatury po-
miarowej. Badanie wtasciwosci nanomateriatéw ceramicznych metodg EDS i SEM. Pomiary wta-
sciwosci: a) reologicznych, b) mechanicznych, c) tribologicznych.




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczyé x)
efektu Egzamin ustny | Egzamin pi- Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
semny

wo1 X X

w02 X

wo3 X

wo4 X X

W05 X

W06 X

wo7 X

uo1 X X

uo2 X X

uo3 X X

uo4 X X

K01 X X

K02 X X
KO3 X X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma zajec* Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wyktfad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktdéw z kolokwium

. . . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwiow w trakcie zajec
laboratorium | zaliczenie z oceng

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta n‘;‘:ﬂ;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicljL|pP|SsSWIC]L|P|S h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 34 29 h

nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

studenta 16 28 h




Liczba punktéw ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 11 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
o charaEterz):a praqktyc)z(nymje 25 25 n
Liczba punktow ECTS, ktorg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,0 1,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-
9 | denta” azenie praca 50 50 h
10. Punkty ECTS za rr.lodu'% o > ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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